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Opis przedmiotu zamówienia
Dostawa aparatury wraz z instalacją i szkoleniem, nowej lub używanej rekondycjonowanej (data produkcji nie starsza niż 2010), składającej się z:
1) Skaningowego Mikroskopu Elektronowego
2) Urządzenia skrawającego zamontowanego wewnątrz komory próbek i kompatybilnego konstrukcyjnie i systemowo ze skaningowym mikroskopem elektronowym.

1) Urządzenie skrawające próbki montowane wewnątrz komory próbek mikroskopu elektronowego:
a) umożliwiające  cięcie mechaniczne skrawków o grubości nie większej niż  200 nm 
b) umożliwiające regulację grubości cięcia w kroku nie większym niż 1 nm,
c) umożliwiające regulację położenia próbki w osi x-y-z Min. Dwa noże diamentowe kompatybilne z ultramikrotomem; 
d) Stolik na próbki pracujący w osi x-y-z. Ruch w osi x-y nie mniej niż 1400µm (nie mniej niż 700µm w każdym kierunku od punktu „0”). Ruch w osi z nie mniej niż 500µm. 
e) Urządzenie skrawające musi być zamontowane w mikroskopie w sposób umożliwiający jego zdemontowanie bez udziału serwisu.
f) Wraz z urządzeniem skrawającym musi być dostarczony system przechowywania próżniowego (komora próżniowa). 
g) Urządzenie skrawające musi być wyposażone w platformę sterowaną systemem informatycznym do automatycznego cięcia i przesuwania próbek. System informatyczny platformy musi być kompatybilny z systemem mikroskopu tak aby mógł sterować co najmniej ruchami stolika, wiązką elektronową i akwizycją mikrografii. System informatyczny platformy musi umożliwiać zaprogramowanie rejestracji seryjnych obrazów w osi Z;
h) Urządzenie skrawające wyposażone w system sterowania posiadający monitor LCD;
i) Urządzenie skrawające musi być wyposażone w mikroskop optyczny, oświetlenie i kamerę umożliwiające wstępne ustawienie próbek przed seryjnym skrawaniem;
2) Skaningowy Mikroskop Elektronowy
a) Mikroskop musi umożliwiać pracę w następujących trybach próżniowych :
· -Wysoka próżnia (wartość próżni mniejsza lub równa 6*10-4 Pa): do obrazowania i mikroanalizy przewodzących i/lub konwencjonalnie przygotowanych próbek;
· -Niska próżnia (wartość próżni mniejsza lub równa niż 10 do 130 Pa): do obrazowania i mikroanalizy słabo/nieprzewodzących próbek;
· -Rozszerzona niska próżnia (wartość próżni mniejsza lub równa 10 do 4000 Pa): dla próbek niekompatybilnych z wysoką próżnią, których nie można badać tradycyjnymi metodami mikroskopii elektronowej.
b) Układ próżniowy mikroskopu ma posiadać:
· Technologię pompowania różnicowego przez obiektyw;
· Pompę turbomolekularna o wydajności nie mniejszej niż 250 l/s;
· Min. 2 pompy rotacyjne;
· Min. 2 pompy jonowe;
· Możliwość płynnego przechodzenie między trybami próżni (wysoka próżnia, niska próżnia i rozszerzona niska próżnia);
c) Mikroskop ma posiadać następujące systemy i możliwości nawigacji w obrębie próbki
· Zmotoryzowany obrotowy stolik pracujący w osiach x-y-z
· Ruch w osi XY  nie mniejszy niż 50 mm (zmotoryzowany)
· Ruch w osi Z nie mniejszy niż 50 mm łącznie w tym nie mniejszy niż 25 mm zmotoryzowane i nie mniejszy niż 25 mm ręczne
· Pochylenie w zakresie nie węższym niż: +75 stopni do -15 stopni (ręcznie)
· Pochylenie eucentryczne przy odległości roboczej nie mniejsze niż 10 mm
d) Oprogramowanie mikroskopu ma zawierać następujące funkcje:
· Przechowywanie i przywoływanie nieograniczonej liczby pozycji próbek;
· Możliwość łatwego wyśrodkowania i powiększenia wybranego obszaru próbki poprzez funkcję przeciągania i powiększania;
· Sterowanie obrotem koncentrycznym;
· Możliwość nawigowania w obrębie próbki na podstawie zarejestrowanego wcześniej obrazu;
· Możliwość automatycznego nawigowania w obrębie próbek i tworzenie mapy w dużych próbek. Możliwość wykorzystania tej mapy do montażu obrazów dla szerokiego pola widzenia i łatwej nawigacji.
e) Optyka elektronowa mikroskopu ma posiadać następujące cechy i spełniać wymienione niżej parametry
· Kolumna elektronowa zoptymalizowana pod kątem wysokiej rozdzielczości i stabilności wiązki. 
· Źródło emisji: działo emisji polowej ze źródłem emitera Schottky'ego zoptymalizowany pod kątem wysokiej jasności/wysokiego natężenia prądu, zapewniając obrazowanie bez szumów.
· Napięcie przyspieszające wiązki w zakresie od co najmniej 200 V do co najmniej 30 kV
· Prąd wiązki nie mniejszym niż do 200 nA
· Zakres ogniskowania wiązki w zakresie co najmniej:  2,5 - 99 mm
· Zakres ostrości w zakresie co najmniej: 2,5 - 99 mm
· Powiększenie obrazu w zakresie co najmniej: 12x (przy najdłuższej odległości roboczej) do ponad 2 000 000x na standardowym 19-calowym monitorze LCD
· Pole widzenia: Identyczne pole widzenia w trybach wysokiej i niskiej próżni (nie mniej niż 17 mm przy najdłuższej odległości roboczej) nie mniej niż 500 μm ze standardowym, osiowym, detektorem elektronów wtórnych (SE)
f) Rozdzielczość uzyskanego obrazu (mierzona jako separacja cząstek na podłożu węglowym) 
· Tryb wysokiej próżni: rozdzielczość nie gorsza niż 1,2 nm przy 30 kV (SED), rozdzielczość nie gorsza niż 2,9 nm przy 1 kV (SED)
· Tryb niskiej próżni: rozdzielczość nie gorsza niż 1,4 nm przy 30 kV (SED) rozdzielczość nie gorsza niż 3,0 nm przy 3 kV (SED)
· Tryb rozszerzonej próżni (ESEM): rozdzielczość nie gorsza niż 1,4 nm przy 30 kV (SED)
g) System skanowania próbki powinien spełniać następujące cechy:
· Możliwość sterowania skanowaniem próbki z poziomu graficznego interfejsu użytkownika; 
· Rozdzielczość uzyskanego obrazu (mierzona w pikselach) w przynamniej wymienionych wartościach: 512 x 442, 1024 x 884, 2048 x 1768 lub 4096 x 3536, do wyboru;
· Minimalny czas skanowania nie większy niż 50 ns/piksel; maksymalny nie mniejszy niż: 1 ms/piksel; 
· Elektroniczny obrót skanera nie mniejszy niż o n x 360 stopni.
h) Mikroskop musi być wyposażony w następujące zestawy detektorów:
· W trybie wysokiej próżni: konwencjonalny detektor Everhart-Thornley ze zmienną polaryzacją siatki;
· W trybie niskiej próżni: gazowy detektor SE trzeciej generacji o szerokim polu, który jest montowany poza osią wraz z odpowiednim przedwzmacniaczem, który nadaje się również do stosowania przy niskich napięciach przyspieszjących wiązkę;
· W trybie rozszerzonej próżni: standardowy gazowy detektor SE, montowany osiowo, zawierający zintegrowaną drugą aperturę ograniczającą nie większą niż 500 μm do pracy przy ciśnieniu do 4000 Pa.
· Detektor BSED, zoptymalizowany do obrazowania przy niskim napięciu kV
· Kamera IR-CCD której  wyjście musi być wyświetlane jednocześnie z obrazami elektronowymi zarówno w trybie wysokiej, jak i niskiej próżni.
i) System ma posiadać następujące funkcje odpowiedzialne za zbieranie obrazów próbek:
· Oprogramowanie sterujące mikroskopu musi zawierać tryb 4-kwadratowy, w którym kwadranty mogą być używane do wyświetlania na żywo obrazów elektronowych (SE, opcjonalnie BSE), mieszania sygnałów i wyświetlania obrazu ze standardowej kamery IR-CCD.
· Obrazy próbek muszą być wyświetlane w obszarze min. 1024 x 884 pikseli, konfigurowalnym dla wyświetlania pojedynczej klatki lub czterech kwadrantów. Dodatkowo, jeśli obecny jest drugi monitor, powinno być możliwe skonfigurowanie do wyświetlania pełnoekranowego obrazu na drugim monitorze z dowolnego z dostępnych sygnałów wyświetlania. 
· Obrazy  Muszą  mieć możliwość zapisywania w formatach TIFF, BMP, JPEG zarówno w 8-bitowej, 16-bitowej jak i 24-bitowej skali szarości. Zapis powinien być możliwy na dysku twardym lub w sieci LAN z poziomu graficznego interfejsu użytkownika. 
· Musi być dostępna funkcja zapisywania wielu obrazów za pomocą jednego polecenia.  
· Obsługa nagrywania filmów AVI bezpośrednio do pliku avi lub poprzez przechwytywanie serii obrazów TIFF w określonych przez użytkownika odstępach czasu. 
j) Sterowanie systemem
· Mikroskop powinien być sterowany za pomocą graficznego interfejsu użytkownika działającego w rozdzielczości ekranu (nie mniejszej niż 1280 x 1024. 
3) Transport oraz instalacja systemu:
a) [bookmark: _Hlk149813300]Oferta powinna obejmować pełną usługę związaną z transportem, instalacją systemu oraz sprawdzeniem poprawnego działania wszystkich komponentów w miejscu wskazanym przez Zamawiającego
b) szkolenie dla 5 osób na sprzęcie dostarczanym Zamawiającemu lub takim samym sprzęcie należącym do innego podmiotu z zakresu obsługi system do uzyskiwania seryjnych obrazów ultrastruktury komórkowej za pomocą skaningowej mikroskopii elektronowej, nie później niż do 27 grudnia br.  Wszelkie koszty szkolenia na sprzęcie należącym do innego podmiotu ponosi dostawca.
c) W przypadku zakupu systemu używanego, oferta obejmuje również pełne sprawdzenie systemu w miejscu zakupu. Wygenerowanie raportu podsumowującego stan zakupionego sprzętu w którym muszą znaleźć się parametry diagnostyczne systemu przed jego rozłożeniem. Rozłożenie systemu i jego przygotowanie do transportu na miejscu zakupu. 
d) Gwarancja obejmuje uruchomienie urządzenia z wyłączeniem wad ukrytych urządzenia, których nie udało się zdiagnozować przed rozłączeniem i transportem urządzenia. Zamawiający wymaga obecności swoich przedstawicieli podczas diagnozy urządzenia przed rozłączeniem i podczas deinstalacji.
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